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(57) Abstract: The invention relates to a novel production method for a gas discharge device, in particular discharge lamps or plasma
€f, display devices, whereby the discharge chamber is flushed with the required filling gas within a chamber at elevated pressure.
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein neues Herstellungsverfahren fiir Gasentladungsvorrichtungen, insbesondere
Entladungslampen oder Plasma-Anzeigeneinheiten, bei dem EntladungsgefiiBe in einer Kammer bei Uberdruck mit der notwendi-
gen Gasflillung gespiilt werden.



